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ABSTRACT

My master's thesis deals with creating of a sugtaolutionary technique that optimizes
the parameters of the thin flms according to thectfied requirements of the proposer.
This technique will be used at Faculty of Mechahigagineering and it should save a la-
bour of the whole department.

1. UVOD

Cilem pispivku je seznamitttende se zakladni mysSlenkou elektromagnetické optiky
a predevsSim s implementaci algoritmu charakterizackytanvrstev. Jak jiz z ndzvu prace
vyplyva, algoritmus budeipurcovani parametrtenkych vrstev vyuZivat evalnich tech-
nik. Hlavni smysl algoritmu je vylepSeni a autornate metody ,NejmensSicttverai”.
Tato varianta byla jiz nedostgici z divodu esnosti a také velké pracnosti. Vstupem
aplikace bude sled obrakzke vybranych vinovych délkach ziskanych pomockspéo-
tometru. Vystupem jedb nejlepSich parameirziskanych pomoci evoluce.

2. TENKE VRSTVY

Ucelem tenkych vrstev je zvy3eni optickych viastnegtiranych prvk. Pomoci tenkych
vrstev mizeme docilit wfité odrazivosti nebo propustnosti pro vybrané vinaélky.
Vrstvy mohou byt kovové (Cr, Ag, Al, Ni), smiSeného dielektrické (ZnS, SKQMgF,).
V naSem pipact budeme pouzivat dielektrickou vrstvu SiQ3].

3. ELEKTROMAGNETICKA OPTIKA

Elektromagneticka optika vychazi z Maxwellovychmmv Jedna se &yii zakladni axio-
my elektromagnetické optiky. Pomoé&thto rovnic parameirje treba odvodit rovnici pro
neabsorbujici a absorbujici vrstvu. Aproximace téimice je zobrazena (rovnice 1). Pro
dosazeni pouZzijeme rovnici 2 [3].



Plati:

Mg = index lomu vzduchu (v naSemipact o = 1)

1 = index lomu vrstvy
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Prava strana rovnice (2.1)cufe pixelovou mapu relativni odrazivosti ziskanaumoci
podilu @isluSnych pixel vstupnich obrak stejné vinové délky. Leva strana je funkétip
parametii. NaSim Ukolem je zvolit takové parametry A, B,dCabychom co nejlépe apro-
ximovali kiivku pixelové mapy. Parametry A, B, Gealstavuji konstanty a parametr d je
tlou&’ka tenké vrstvy [2, 3].

. EVOLU CNi ALGORITMY

Evolueni techniky jsou stochastické numerické algoritrktgré vychazeji ze zakladnich
piistupa Darwinovy teorie. Evoléni algoritmy, nebo také jejich specialni oblastejerké
algoritmy, simuluji svym zfisobem chovaniifrody, kde spolu soupigjedinci jedné popu-
lace (druhu) o feziti. Nejprve je vytviena péateini populace. Kazdy jedinec je naslédn
ohodnocen pomaocicélové funkce. Operator selekce obstaraévyiejlepSich jedint pro
dalSi cyklus algoritmu. ¥Sinou podle hodnotydlové funkce. Pomoci operatoriideni
dochazi ke vzniku novych jediicNejdilezit¢jSi mysSlenkou kiZzeni je fakt, Ze kazdy név
vytvoreny jedinec uchovava kombinaci genetické informadesvych rodii. Kazdy novy
jedinec je v dalSi fazi zmutovan pomoci nahodnéfuzgsu. Tim ziskAme mirnmodifi-
kovaného jedince a zabranime tak vzniku stale &tpppulace jedinc Timto zpgisobem
vnasSime do populace novy geneticky material. Znmniklé populace jsou @pvybrani

ti nejlepsi jedinci. Tedy ti, ke doséhli nejvyssi kvalityipohodnocovani pomocicalové
funkce. V poslednim kroku evaioiho procesu je stara populace zahozena a nahrazena
novou. Cyklus se neustale opakuje, dokud neziskdjepsi alelu v podabnasSehdeseni

1, 2].



4.1. APROXIMACE K RIVKY PIXELOVE MAPY

Jakmile dostaneme {gich kazdého pixelu viznych vinovych délkach, budeéeba zvolit
takové parametry A, B, C a d, které co nejlépe tuiixci vystihuji. Budeitba najit tako-
vé argumenty, aby suma kvadratdchylek vSech pixélbyla minimélni. To znamen4, aby
nami vytvdena funkce co nejlépe popisovalailh jednoho pixelu. Tento Ukol bude
v kompetenci telové funkce, kterd zajisti spravné ohodnoceni\ptarané argumenty.
Vypocet bude probihat po pro kazdy pixel nezavisle. ®ysy ptibch mapy relativni od-
razivosti jednoho pixelu pro vinovou délku 320nnzjézorgn na obrazku 1.

T T T T T T T T T T
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
A [nm]

Obrazek 1: Mapa relativni odrazivosti (320nm).

4.2. |MPLEMENTACE U CELOVE FUNKCE

Optimalizace této funkce spiwa v nalezeni optimalnich hodnot jejich argunbeit na-
Sem pipadt se jedna o s@et sum kvadrdit odchylek mapy relativni odrazivosti priené
vinové délky jednoho pixellim je odchylka mensi, tim je na&Seni lepsi.

5. ZAVER

Prace popisuje zakladni myslenky pouziteimplementaci evoléniho algoritmu. Hlavni
duraz je kladen na implementacielové funkce. Na jejim sprdvném ohodnoceni jedinc
zavisi uspch ¢i nedasgch celé prace. Evotmi algoritmy jsou vhodné #eSeni problérin,

J P

kde neznameipsné&esSeni, ale mohou konvergovat k lokalnimu optimu.
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